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摘要(译)

一种超声波传感器，包括：基板，其具有至少一个开口部分18;隔膜50设
置在基板上以阻挡开口部分18;多个第一电极14设置成与隔膜50的开口部
18相对，并且设置在Y方向上，并且在与Y方向正交的X方向上延伸;多个
第二电极16设置成与隔膜50的开口部分18相对并且沿X方向布置，并且
沿Y方向延伸;多个压电层15设置在第一电极14和第二电极16之间的至少
一部分中，其中第一电极14和第二电极16彼此交叉，其中，在Z方向上
正交在X方向和Y方向上，第一电极14，压电层15和第二电极16重叠的部
分被称为有效部分，并且膜的范围被称为膜片50的范围。当包括一个可
移动部分的单元和设置在一个可移动部分内的有源部分在平面图中被称
为一个超声元件时，通过驱动有源部分可振荡被称为可移动部分，两种
或更多种类型的超声波在平面图中，提供了活动部分的尺寸相对于可移
动部分的尺寸彼此不同的元件。
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